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DSMC 방법을 이용한 극 저압 CCP 챔버 내의 유동 해석
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  세계의 반도체, 의료, 금속, 섬유 등의 분야에서 기술이 고도화됨에 따라서 나노 입자, High 
quality 박막 등에 한 수요는 커져가고 있다. 이를 제조하기 위한 공정은 극 저압 상태에서 

이루어진다. 따라서 극 저압 기체 흐름에 한 이해는 필수적이다. 하지만 일반적으로 수 

mTorr 이하의 압력에서는 유체 시뮬레이션으로 해석하는 것이 불가능하다. 그러므로 우리는 

DSMC 방법을 이용하여 극 저압 CCP 챔버 내의 기체의 흐름을 해석하고 특성을 살펴보았다.
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